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1.0bjetivos
o desenvolvimento de NanoLitografia
(manipulação em escala nanométrica) é de
grande interesse e aplicação no
desenvolvimento de dispositivos eletrônicos
pOIS,além de ganhos no tamanho e otimização
de materiais, esse método permite a disposição
de vários sensores (sensors array) num mesmo
substrato o permite a construção de sensores
interdigitados para análise de múltiplos
parâmetros. O objetivo desse trabalho foi
desenvolver uma metodologia para a
manipulação, por meio da técnica de
nanolitografia, de superfícies poliméricas, com
a utilização do Microscópio de Força Atômica
(AFM) para NanoLitografia de polímeros
considerando parâmetros de profundidade do
risco na amostra, precisão do desenho, rigidez
da agulha, preparação da amostra e
conservação do material do substrato.

2.Materiais e Métodos
O processo de NanoLitog ratia constituiu em
desenho topográfico de um poligono com 5
arestas na superfície de uma mídia de CD
(Compact Oisc) com superfície de
policarbonato. Utilizou-se um Microscópio de
Força Atômica (AFM), modelo diDímensíon V
fabricado pela Veeco Instruments Inc,
acompanhdo do pacote de software
NanoScope, para scanner de imagem,
nanolitografia e pré-tratamento das imagens.
As imagens topográficas foram obtidas
utilizando velocidade de varredura de 1 Hz,
área quadrada de 5 prn, com 256 linhas de
resolução. A nanolitografia foi realizada com
profundidade de 100nm, velocidades de
deslocamento sobre o plano XY a e de
deslocamento vertical Z correspondentes,
respectivamente, a 1um/s e a 10nm/s. Foi
utilizado uma agulha de silício com constante
de mola K de cantiléver de 150N/m.

3.Resultados e discussões
As Figuras 1 e 2 contêm os dados preliminares
referentes a nanomanipulação de uma
superfície de mídia de CD por meio da
riscagem da mesma. Ao se analisar as Figuras

Figura 1 - Imagem topográfica 20 do poligono
sobre superficie de policarbonato (õprn x ôurn).
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Figura 2 - Imagem 3D do polígono sobre a
superficie de policarbonato.

4.Conclusões
Utilizando a ferramenta de nanolitografia, por
meio da técnica de AFM, foi possível obter
linhas com largura submicrométricas sobre a
superfície de um polímero numa mídia de CD.
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